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プ化した 3 軸触覚センサ[13]、皮膚構造を模擬した 3 軸
触覚センサ[14] [15]、微分特性を持つ触覚センサ[16]、
等の研究開発を行ってきた。 





方向の 2 軸のせん断力を検出することができる。 
 3 軸触覚センサの検出原理を図 10 に示す。x 軸方向









 試作したセンサチップを図 11 に示す。チップサイズ




300nm、長さ 400µm、梁の幅 80µm、抵抗値は約 0.5kΩ
である。 
センサチップの検出特性の例を図 12 に示す。x 軸方向
せん断力用のカンチレバーの抵抗変化率は、平均 
 
図 9 ロボットハンド用 3 軸触覚センサ[13] 
 
図 10 触覚センサの検出原理[13] 
 
図 11 試作した 3 軸触覚センサチップ[13] 
 
図 12 x 軸方向のせん断力の検出特性[13] 
－7－
Triaxial tactile sensor chips 
arranged on a flexible substrate 
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図 13 試作した 3 軸触覚センサアレイ[13] 
 
図 14 ロボットハンドに取り付けた 3 軸触覚センサ 
485µε/kPa であり、また良い直線性を有している。ま
た z 方向の力に対しての感度は、395µε/kPa であった。 
 試作したセンサチップをアレイ化した例を図 13 に示
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U = 3.0 m/s O Ux • UY x Uz 
180 
a) Air leakage through the air-gap of the cantilever 
置三仔ピ言c
b) When barometric pressure increases△ P= pl -p。





a) Air leakage through the air-gap of the cantilever 
冒弓き三二~
b) When barometric pressure increases△ P= P1 -P。




I p(t)=や (I)-Pc(t) 
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